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Passivacao eletroquimica de Ti6Al4V revestida com DLC modificado
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Introducao Procedimentos Experimentais
e Ligas de titanio possuem ampla gama de aplicacoes Preparo mecanico com lixas de carbeto de silicio, até #3000,
biomédicas por conta de sua boa biocompatibilidade e seguido de polimento com pasta de diamante 4 um.

resisténcia a corrosao. No entanto, em meios contendo fluoreto
essa resisténcia diminui consideravelmente. Nesse contexto,
filmes de DLC, depositados sobre liga de titanio Ti6Al4V, foram
modificados com a deposicéo de flior no seu topo, utilizando um

sistema PECVD de deposicao.

e Esse trabalho objetivou caracterizar esses filmes além

Deposicao do revestimento com PECVD:
(I) Limpeza do reator com Ar
(I) Formagao de uma intercamada de silicio, utilizando Ar + SiH,
(111) Deposicao do DLC , utilizando acetileno como precursor
(IV)Modificac&o do topo com atomos de fltor, utilizando acetileno

. . . ~ e freon
de avaliar a capacidade do filme oferecer protecao contra a
corrosao da liga Ti6Al4V na presenca de fluoretos, buscando a Caracterizagio:
aplicacao futura em implantes dentarios.
RAMAN XPS Indentacao

Figura 1. Esquema da estrutura do filme
produzido e foto das amostras apds deposicao
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Figura 3. Espectro Raman do filme
produzido.

Conclusoes

Estudo eletroguimico com EIS

Resultados e Discussao
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Figura 2. Micrografia da indentacéo .
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dos resultados do teste de indentacao VDI
0.01 0.1 1 10 100 1000 10000 100000

3198 (direita).
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Figura 4. Espectro de XPS do filme | revestida e branca. 1 hora de imersao, em
produzido, mostrando as regioes dos picos | tampao Mcllvaine (pH 5,0 a 37°C) sem
ClseF 1s. fluoreto (A) e com F 0,06 M (B).
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° Os espectros RAMAN e XPS confirmam a
presenca do filme de DLC e dos atomos de fluor.

o Em meio contendo fluoreto, a impedancia total £ Instituto de a
(IZ]) nas baixas frequéncias (fig. 5) é muito superior para a (PSFUQ?;C& Q CNPq qu\IDE;GS INPE

amostra revestida em relacao ao branco, o gue indica que o
filme confere protecao contra a corrosao da liga nesses meios.



